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UVAPRINT HPV

Unité UV hautes performances

Propriétés du systeme

- Sécheurs UV hautes
performances compacts

- Deux niveaux de puissance
(1 kW et 2 kW)

- Régulation de puissance
50 %/100 %

- Puissance jusqu’a 200 W/cm

- Tous les spectres standard
et beaucoup de spectres
spéciaux disponibles

« Température de substrat
basse
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Avantages

« Intégration possible dans
quasiment tous les pro-
cessus de fabrication

- Efficacité élevée pour une
vitesse maximale de pro-
duction

« Facile a entretenir grace a
la construction modulaire

- Intégration facile grace a
« Plug & Play »



Unité UV hautes performances

Lunité UV compacte hautes performances avec géométrie des
réflecteurs optimisée par CAO permet d’obtenir une intensité
d’UV maximale par rapport a la puissance absorbée. La sim-
plicité du changement de lampe permet d’adapter les spec-
tres et les longueurs d’arc aux différentes applications.

Le module UVAPRINT HPV est utilisé pour le durcissement
des colles, masses de scellement, matieres plastiques,
peintures et vernis réagissant aux UV.

Le « Plug & Play » facilite I'installation. La tension
d’alimentation s’éleéve, pour les deux niveaux de puissance
(1 kW et 2 kW), a 230V pour 50 Hz.
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Unité de lampe

+ Lampe UV hautes performantes avec longueurs d’arc de
100, 150 et 200 mm

«  Géométrie des réflecteurs optimisée par CAO

+ Ventilateurs intégrés dans 'unité de lampe

+ Auchoix : volet occulteur avec entrainement électrique
ou pneumatique, ou bien sans volet occulteur

-+ Systeme Advanced Cold Mirror ACM pour la réduction de
température en option

+ Réflecteurs dichroiques en option

+ Contre-plaque de refroidissement en option
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Elément de commande et alimentation en énergie

-+ Régulation de puissance a deux niveaux 50 %/100 % avec
une puissance d’arc de :
100 W/cm/200 W/cm pour une longueur darc de 100 mm
66 W/cm/133 W/cm pour une longueur d’arc de 150 mm
50 W/cm/100 W/cm pour une longueur d’arc de 200 mm
« Interface pour l'activation externe du volet occulteur et la
commutation des niveaux 1 kW/2 kW
- Signaux externes « Lamp Error » et « Shutter open/close »
- Enoption télécommande ou télécommande avec minuterie
+ Dimensions (L x | x H): 400 x 250 x 634 mm

Réflecteurs en option
Réflecteur dichroique

- Réduction du rayonnement IR
infrarouge d'env. 40 %

+ Réduction de 'augmenta-
tion de température surle
substrat de jusqu’a 30 %

- Equipement ultérieur
possible
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UV + IR

Advanced Cold Mirror (ACM)

COLD MIRROR
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- Réduction du rayonne-
ment infrarouge de
jusqu’a 85 %

+ Réduction de 'augmenta-
tion de température surle uv
substrat de jusqu’a 65 %

- Equipement ultérieur
possible
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